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Abstract (en)
A device has a radiation source for transmission of electromagnetic radiation, and an optical device (6,5) for conducting the electromagnetic
radiation into the measurement volume. Part of the optical device (6,5) is a beam shaping device (8) for generating an intensity profile asymmetric
to one beam axis, in which the sample particles in the measurement volume (10) are captured in an inhomogeneous field distribution (of the electric
field) caused by the asymmetrical intensity profile. The captured particles are carried along via a rotational device (2,4,11). Independent claims are
given for the following: (1) (A) A method for contactless manipulation. (2) (B) A laser scanning microscope (3) (C) A method for operating a laser
scanning microscope.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum berührungslosen Manipulieren und Ausrichten von Probenteilchen in einem Messvolumen
mit Hilfe eines inhomogenen elektrischen Wechselfelds, mit einer Strahlungsquelle zum Aussenden von elektromagnetischer Strahlung und mit
optischen Mitteln zum Leiten der elektromagnetischen Strahlung in das Messvolumen. Die Vorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass als Teil der
optischen Mittel eine Strahlformungseinrichtung zum Erzeugen eines zu einer Strahlachse asymmetrischen Intensitätsprofils vorhanden ist, wobei
Probenteilchen im Messvolumen in einer durch das asymmetrische Intensitätsprofil erzeugten inhomogenen Feldverteilung des elektrischen Felds
einfangbar sind, und dass zum Mitführen von in der inhomogenen Feldverteilung eingefangenen Probenteilchen eine Dreheinrichtung zum Drehen
des asymmetrischen Intensitätsprofils um die Strahlachse relativ zum Messvolumen vorhanden ist. Die Vorrichtung betrifft außerdem ein Verfahren
zum berührungslosen Manipulieren und Ausrichten von Probenteilchen in einem Messvolumen mit Hilfe eines inhomogenen elektrischen Felds.
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